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A TDK dolgozat célja, hogy bemutassa az evolúciós algoritmus felhasználási lehetõségét a  mikrochip gyártásban ill. gyártás-elõkészítésben.

Az optikai litográfia napjainkban a mikroelektronikai áramkörök gyártásának általános módszere. A folyamat  legfontosabb lépése a maszk megvilágítása (exposure), mely során annak mintázata átkerül a megmunkálandó felületre. Az optikai kiigazító technikák (optical enhancement technology, OET) célja a maszk felületének optimalizálása, úgy hogy a litográfiai folyamat végén a lehetõ legjobban megközelítsük a tervezett áramköri struktúrát.

Az optikai litográfiai folyamat bonyolult fizikai(elsõsorban optikai) és kémiai folyamatok kombinációja. Napjainkban egyre nagyobb jelentõséggel bír a folyamat modellezésé (szimulációja), a költséges prototípus-elõállítás helyett. A félvezetõ iparban egyre inkább elõtérbe kerül az ilyen szimulációra alkalmas számítógépes programok használata.
Az erlangeni Franhofer kutatóintézet munkatársai az elmúlt években fejlesztették ki a Simulation of Optical LIthography in three Dimensions (SOLID) nevû szimulációs-programot. Ez a rendszer képes a megadott paraméterek alapján az eljárás modellezésére és elemzésére. A fejlesztés következõ lépése ezen paraméterek automatikus optimalizálása. A feladat bonyolultságát jellemzi, a paraméterek nagy száma. Ezen dolgozatom témája ezen belül az úgynevezett „egy dimenziós” maszkok optimalizálása. Az Intézet útmutatásai alapján fejlesztés alatt áll egy számítógépes program, amely ezt az optimalizálást genetikus algoritmusok segítségével végzi. A program elkészülte után a SOLID egy moduljaként fog mûködni.

Dolgozatom célja tehát a - az optikai litográfia és a genetikus algoritmusok rövid, alapszintû ismertetésén felül- ennek a programnak és az elért eredmények bemutatása.
